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Abstract  

A variety of the surface micromachined electrothermal microactuators have been 
widely applied in various areas due to the high force provided at a relatively low 
input voltage. A new optimized V-beam electrothermal micro actuator is proposed 
for providing angular displacement & output force. The design concept and 
preliminary simulation results of V-beam actuators are presented in this research. 
Due to its optimized structural design, this V-beam actuator capable of generating 
maximum angular displacement, output force and exhibits good characteristics 
with high-level performance for industrial applications. 
This research employs particle swarm optimization method to search efficiently the 
optimal V-beam electrothermal micro actuator parameters of MEMS systems, as 
represented by the entropy generation rate. The proposed approach had superior 
features, including easy implementation, stable convergence characteristic, and 
good computational efficiency. 
In this study, we use the proposed method to design v- beam width, thickness, 
length, gap between beam and substrate and current density to obtain minimum 
entropy generation rate, the results show that the output force can be increase about 
40% compare to recent study. 
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 المستخلص
ة ات متنوع ع  مجموع اق واس ى نط تخدامھا  عل م أس ة ت ة الكھروحراری غلات الدقیق ن المش ي م ف  ف مختل

الات ة المج ة منخفض ن فولتی ة م ا المنتج و قوتھ را لعل بیا نظ ق . نس غل دقی رح مش ث یقت ذا البح رف  ھ كل ح  ش
)V (ى على بصورة مثلى للحصول ة مثل وة خرج وأزاحة زاوی ائج ال تصمیمال ھیمامف. ق اة ونت ةمحاك م  الأولی ت

  .عرضھا فى ھذا البحث 
ى -)V( شكل حرفالمشغل الدقیق  لھیكل فى أطار التصمیم الأمثل ادرا عل وف یكون ق د س ة  تولی  ازاحة زاوی

وة و ان  ق رج عظیمت ى وخ دةیعط ائص جی ع خص توى أداء م ع المس راض التطب رفی ات لأغ ناعیةیق   .الص
ث ذا البح یمات الأ ھ رب الجس ة س تخدم طریق ل یس ور(مث رب الطی ث )PSO( )س اءة للبح ى بكف ن  مثل ع

رف دقیق ح غل ال ؤثرعلى المش ى ت رات الت ة   )V( المتغی ة الدقیق غلات الكھرومیكانیكی ة المش ى أنظم ف
)MEMS( بأستخدام الأنتروبیا .  
ذ،تشمل  المتفوقةطریقة البحث عن الحل الأمثل تمتاز بالعدید من الخصائص   ھولة التنفی زة ة،یالأستقرار س  می

  .جیدةالكفاءة الحسابیة الو التقارب،
راغ، الطول، السمك، لتصمیم العرض) سرب الجسیمات(تم استخدام الطریقة المقترحة   فى ھذه الدراسة   الف

رج ،  للحصول على أقل معدل أنتروبیا بین المشغل والقاعدة  وشدة التیار وة الخ ادة ق ھ یمكن زی النتائج اثبتت ان
    .من الدراسة السابقة% 40
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